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Abstract (en)
[origin: JP2018084231A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an improved vacuum pump having at least two inlets separated from each other,
which provides a compact structural shape.SOLUTION: A vacuum pump, in particular a turbo molecular pump is provided that has a housing (11)
having at least two inlets (15a, 15b) separated from each other, and that transports fluid toward an outlet by a pumping action of a stator and a rotor.
In the vacuum pump, at least two inlets (15a, 15b) are provided in the housing (11) offset from each other as seen in the circumferential direction
(U) of the rotor, and at least one plane (E1) transiting a rotating axis (21) in a direction perpendicular thereto transits through at least two inlets (15a,
15b).SELECTED DRAWING: Figure 7

Abstract (de)
Eine Vakuumpumpe, insbesondere Turbomolekularpumpe, umfassend ein Gehduse mit wenigstens zwei voneinander getrennten Einlassen zum
AnschlieBen wenigstens eines Rezipients, und wenigstens eine im Geh&duse angeordnete Pumpstufe zum Férdern von Fluid, insbesondere aus dem
wenigstens einen Rezipient abgesaugtes Fluid, in Richtung eines am Gehause vorgesehenen Auslasses der Vakuumpumpe, wobei die Pumpstufe
wenigstens einen gegenlber einem Stator um eine Drehachse drehbaren Rotor aufweist, wobei der Stator und der Rotor derart ausgestaltet sind,
dass diese bei sich drehendem Rotor eine Pumpwirkung bewirken, durch welche das Fluid in die Richtung des Auslasses geférdert wird, ist dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Einlasse in Umlaufrichtung des Rotors gesehen versetzt zueinander am Geh&use angeordnet sind und
zumindest eine senkrecht zur Drehachse verlaufende Ebene durch die wenigstens zwei Einlasse verlauft.
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